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Denna kursplan ar faststdlld av Naturvetenskapliga fakultetsndmnden vid Stockholms universitet 2006-09-27
och reviderad 2007-11-19 och 2012-03-05.
Beslut om upphévande é&r fattat av Omradesndmnden for naturvetenskap 2018-05-16.

Foérkunskapskrav och andra villkor for tilltrade till kursen

For tilltrdde till kursen krdvs kunskaper motsvarande Kvantmekanik II, GN, 7,5 hp (FK5012). Engelska B
eller motsvarande.

Kursens upplaggning

Provkod Benamning Hégskolepoéng
1100 Nanoteknolgi 7.5

Kursens innehall

Kursen beskriver de mest forekommande processerna och materialen inom mikrofabrikation (fotolitografi,
olika typer av deponering och etsning av tunna filmer), de mest avancerade nanofabrikationsprocesserna
(elektronstrélelitografi och etsning med hjélp av fokuserad jonstrale) och olika karakteriseringsmetoder och
renrumsutrustning. Kursen behandlar fysiken bakom mikro/nanoteknologi (vakuum, plasma, elektronoptik,
materialvetenskap, m.m.) och ger en 6verblick 6ver den aktuella nanoforskningen och pagaende utveckling av
processer och material inom mikro/nanoteknologin.

De kunskaper som kursen formedlar 4r anvéndbara for lirare samt for personer verksamma i yrkesomréden
som hanterar avancerade fragestillningar och konstruktionsuppgifter inom mikroelektronik, materialfysik och
datorteknologi. Kursen kan fungera som en bas for framtida nanoteknologispecialister genom att den
formedlar en forstaelse for den grundldggande fysiken for nanotillverkning och nanostrukturer.

Forvantade studieresultat

Efter att ha genomgétt kursen forvéntas studenten:

» forstd och kunna beskriva samband i kedjan: Process — Struktur - Egenskaper —
Prestanda for tunnfilmskomponenter

* kunna vélja ldmpliga material, samt &ndaméalsenliga deponerings- och
karakteriseringstekniker for ngra vanliga tunnfilmstillimpningar

* kunna beskriva hur valet av processparametrar paverkar tunnfilmsegenskaper samt
utfora enkla berdkningar av sddana parametrar for att uppna bestimda egenskaper

* kunna demonstrera sévél teoretisk som praktisk kunskap om olika mikro- och
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nanofabrikationmetoder som anvénds inom VLSI-teknologi (VLSI stér for Very Large Scale Integration),
mikroelektronik och mikromaskintillverkning

* kunna redogora for hur renrumsutrustning fungerar samt kunna demonstrera en viss kinnedom om aktuell
utveckling och forskning inom nanoteknologins omrade

Undervisning
Undervisningen bestér av foreldsningar och laborationer.

Deltagande i laborationer ér obligatoriskt. Om sérskilda skil foreligger kan examinator efter samrad med
vederborande ldrare medge den studerande befrielse frn skyldigheten att delta i viss obligatorisk
undervisning.

Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras pa foljande vis: kunskapskontroll sker genom skriftligt och muntligt prov,
laborationsredovisningar och genom inldimningsuppgifter.

Om undervisningen sker pa engelska kan dven examination komma att genomféras pa engelska.

b. Betygsattning sker enligt sjugradig mélrelaterad betygskala:

A = Utmarkt
B = Mycket bra
C=Bra

D = Tillfredsstéllande
E = Tillrackligt

Fx = Otillrackligt

F = Helt Otillrackligt

c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. For godkint kréavs lagst betygsgraden E samt deltagande i all obligatorisk undervisning.

e. Studerande som underkénts i ordinarie prov har ritt att genomga ytterligare prov sé lange kursen ges.
Antalet provtillfillen &r inte begrénsat. Med prov jamstélls ocksa andra obligatoriska kursdelar. Studerande
som godkénts pa prov far inte genomga fornyat prov for hogre betyg. Studerande som underkénts pa prov tva
génger har ritt att begéra att annan examinator utses vid ndstkommande prov. Framstillan hirom ska goras till
institutionsstyrelsen. Kursen har minst tva examinationstillfallen per ldsar de ar da undervisning ges.
Mellanliggande &r ges minst ett examinationstillfille.

f. Vid betyget Fx ges mojlighet att komplettera upp till betyget E. Examinator beslutar om vilka
kompletteringsuppgifter som ska utforas och vilka kriterier som ska gélla for att bli godkénd pa
kompletteringen. Kompletteringen ska dga rum fore nista examinationstillfalle.

Overgangsbestammelser

Studerande kan begéra att examination genomfors enligt denna kursplan dven efter det att den upphort att
gilla, dock hogst tre gdnger under en tvaarsperiod efter det att undervisning pa kursen upphort. Framstillan
hiarom ska goras till institutionsstyrelsen. Bestimmelsen géller 4ven vid revidering av kursplanen.

Ovrigt
Kursen kan inga i masterprogrammen i fysik men kan ocksa ldsas som fristdende kurs.

Kurslitteratur
Kurslitteratur beslutas av institutionsstyrelsen och redovisas dérefter i bilaga till kursplanen.
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